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 ガラスプレス成形のための炭化珪素(SiC)モールド 
 

   
   DMD を用いたマスクレス多重露光による非球面レンズ形状の形成 

 

参考文献 :  K.Totsu, K.Fujishiro, S.Tanaka and M.Esashi, Fabrication of Three-dimensional Microstructure Using Maskless 

Gray-scale Lithography, Sensors and Actuators A, 131 (2006) pp.387-392 

 

    
 SiC モールドの製作工程    SiC CVD 装置 

   
     SiC モールド    ガラスプレス成形 

   
SiC モールド (4 回使用後)  プレス成形したパイレックスガラス SiC の高温での機械的強度(A.H.Epstein, J. of Eng.. 

 SiC モールドを用いたガラスプレス成形       for Gas Turbines and Power, 126, (2004) 205) 

 

参考文献 : K.-O. Min, S.Tanaka and M.Esashi, Glass Press Mold Fabricated by SiC APCVD, SiC-SiC Bonding and Silicon 

Lost Molding, Proceedings of the 21th Sensor Symposium (2004) pp.473-478 


